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Displayoberflache; dinne Filme; orientierende Schichten;
nivellierbare Wandungselemente;
Speicherkammerdosiersystem; keilformig, vertikaler und
horizontaler Versatz; Substrat

(57) Der vorliegende Adhasionsbeschichter wird zum
einseitigen Beschichten von Displayoberflachen mit
dinnen organischen oder anorganischen Filmen, die zur
Herstellung von orientierenden, fotolithografischen oder
isolierenden Schichten in insbesondere
Flussigkristallbauelementen dienen, genutzt. Die Aufgabe
wird dadurch gelost, daR der Adhasionsbeschichter ein aus
zwei gegeneinander nivellierbaren groRRflachigen
Wandungselementen 1 und 2 gebildetes temperierbares
Speicherkammerdosiersystem 3 keilformiger Gestalt ist.
Beim In-Beriihrung-Bringen des an seiner Unterseite durch
einen vertikalen und horizontalen Versatz der
Wandungselemente 1 und 2 gegeneinander
gekennzeichneten Adhadsionsbeschichters mit dem zu
beschichtenden Substrat 4, wird dieses durch das aus der
Austrittsdffnung 5 austretende Beschichtungsmaterial 7
benetzt. Dabei bildet sich zwischen dem
Adhasionsbeschichter und dem Substrat 4 ein
Flassigkeitsfilm aus, der mit Hilfe des daribergleitenden
Adhasionsbeschichters gleichmalig auf die
Displayoberflache aufgezogen wird. Figur
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Patentanspriiche:

1. Adhéasionsbeschichter zum einseitigen Beschichten von Displayoberflaichen mit diinnen
organischen oder anorganischen Filmen, gekennzeichnet durch ein aus zwei gegeneinander
nivellierbaren groflflachigen, dabei langs der parallel an ihren dem zu beschichtenden Substrat (4)
zugewandten Unterkanten verlaufenden Achsen, winkelveranderlichen Wandungselementen (1, 2)
gebildetes temperierbares Speicherkammerdosiersystem (3) keilférmiger Gestalt mit einem
vertikalen und sich zumindest tUber einen Teilbereich erstreckenden horizontalen Versatz der
Wandungselemente (1, 2) im unteren Bereich des keilfdrmigen Speicherkammerdosiersystems (3)
gegeneinander sowie eine von den Wandungselementen (1, 2) begrenzte langliche
Austrittsdffnung (5) variabler GroBe und ein federndes Ausgleichssystem (10) zur Kompensation
der Auflagekrafte.

2. Adhésionsbeschichter nach Anspruch 1 und 2, gekennzeichnet dadurch, daR sich im Nahbereich
der Austritts6ffnung (5) eine Drosselanordnung fiir das austretende Beschichtungsmaterial (7)
befindet.

3. Adhasionsbeschichter nach Anspruch 1, 2 und 3, gekennzeichnet dadurch, da die mit dem
Beschichtungsmaterial (7) in Berithrung kommenden Zonen der Wandungselemente (1, 2) im
Nahbereich der Austrittséffnung (5) eine antiadhasive Oberfliche (6) aufweisen.

4. Adhéasionsbeschichter nach Anspruch 1, gekennzeichnet dadurch, daR sich in den
Wandungselementen (1, 2) durchstrdmbare Hohlraumsysteme (8) befinden.

5. Adhésionsbeschichter nach Anspruch 1, gekennzeichnet dadurch, daf sich auf und/oderinnerhalb
der Wandungselemente (1, 2) elektrische Heizungen befinden.

6. Adhdsionsbeschichter nach Anspruch 1 und 5, gekennzeichnet dadurch, daR sich auf den einander
zugewandten Seiten der Wandungselemente (1, 2) ein als elektrischer Widerstand betriebenes
Metallisierungsnetzwerk (9) befindet.

Hierzu 1 Seite Zeichnung

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die vorliegende Erfindung betrifft einen Adhésionsbeschichter zum einseitigen Beschichten von Displayoberfléchen mitdinnen
organischen oder anorganischen Filmen, die zur Herstellung von orientierenden, fotolithografischen oder isolierenden
Schichten insbesondere in Flissigkristallbauelementen bendtigt werden.,

Charakteristik des bekannten Standes der Technik

Zum Aufbringen diinner organischer oder anorganischer Schichten sind eine Reihe verfahrensspezifischer Vorrichtungen
bekannt. Insbesondere bei der Fertigung von Fliissigkristallbauelementen werden bedingt durch die, durch den qualitativen
Schichtaufbau bestimmten, elektrooptischen Parameter hohe Anforderungen an die aufzubringenden Schichten bzgl. ihrer
Homogenitét, Transparenz und Ebenheit gestellt.

Aus der DE-OS 2557551 und der US-PS 3962493 sind Verfahren und/oder Vorrichtungen zum Auftragen dinner Schichten
mittels Rollenbeschichtung bekannt. Zum Auftragen eines beispielsweise organischen Polymers bedient man sich einer aufihrer
Oberfldche speziell feinstrukturierten Walze, der in geeigneter Weise der Beschichtungsstoff zugeflhrt wird, Das zu
beschichtende Substrat bewegt sich dabei zwischen einer Antriebswalze und der Auftragswalze. Neben der komplizierten
Fertigungstechnologie fir die strukturierten Auftragswalzen lassen insbesondere die bekannten Probleme bei der Justierung
der Rolleneinrichtung fiir das Auftragen dlinner homogener Schichten dieses System fiir den vorliegenden Anwendungsfall
ungeeignet erscheinen. '

Ein anderes Verfahren zum Beschichten von Oberflachen stellt das Zentrifugieren dar. Dabei wird eine zuvor dosiert auf das
Substrat aufgebrachte Menge, beispielsweise eines Fotolackes, gleichméRig tiber die Substratoberfliche verteilt und das
tiberschiissige Beschichtungsmaterial abgeschleudert. Bei einer derartigen Beschichtungstechnologie verteilt sich die
aufzubringende Beschichtungsldsung in der Anfangsphase schnell Giber die gesamte Substratfliche, staut sich aber dabei
teilweise in den Randbereichen an. Werden wéhrend des Schleudervorganges die durch die Oberflichenspannung fixierten
Grenzwerte durch die Zentrifugalkrafte Uberschritten, erfolgt ein Abschleudern der in den Randbereichen angestauten Losung.
Charakteristisch fir dieses Verfahren ist das Wandern der Beschichtungslésung in diskreten Wellen zum Substratrand.
Schichtdickenabweichungen werden sowohl durch den technologiebedingten Randwulst, als auch durch eine Welligkeitin Form



-2~ 296 860

konzentrischer Ringe erzeugt. Weiterhin treten Schichtdickenabweichungen in Gestalt von Verdiinnungen und Verdichtungen,
insbesondere Gber strukturierten Leiterbahnen oder Segmenten auf. Hoher apparativer und technotogischer Aufwand, das auf
Substratform und -gréRe begrenzte Anwendungsgebiet, hohe Verluste der aufzutragenden Beschichtungsldsung sowie starke
Schichtdickenabweichungen auf einem Substrat, lassen dieses Verfahren fiir die Beschichtung von Displayoberflachen
ungeeignet erscheinen. .

Weiterhin lassen sich ebene Oberflachenfiime, insbesondere aus polymeren Materialien, mit verschiedenen Rakel- und
Dlsenkonstruktionen auftragen, wobei derartige Vorrichtungen an den Einsatz hochviskoser pastenartiger
Beschichtungsmateriatien gebunden sind. So wird beispielsweise in der SU-PS 384554 eine Vorrichtung zum Beschichten
mittels Klebstoff beschrieben, bei der nach dem eigentlichen Beschichtungsvorgang die gleichmiRige Schichtdicke in einem
zusétzlichen ProzeRschritt eingestellt werden muf. Aus der DE-OS 3012988 ist eine Vorrichtung zur Herstellung von
Druckplattenrohlingen bekannt, bei der die Schichtdicke des aufzutragenden pastenartigen Materials mittels einer speziellen
Disenkonstruktion realisiert wird.

Zum Aufbringen von Lacken sehr geringer Viskositat ist das Spriihbeschichten bekannt. Hohe Lackverluste (50% De Forest:
Photoresits New York 1975), komplizierte Ausrlistungen in Verbindung mit hohen qualitativen Anforderungen an die
Verfahrensfiihrung verhindern eine effektive Anwendung dieses Verfahrens bei der Displayfertigung.

Ziel der Erfindung

Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, einen universell einsetzbaren und kostengiinstig herzustellenden Adhadiondbeschichter
zum einseitigen Beschichten von Displayoberflachen aufzuzeigen, der bei geringem Materialverlust ein reproduzierbares
Auftragen von diinnen organischen oder anorganischen Filmen in hoher Qualitat ermoglicht.

Darlegung des Wesens der Erfindung

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, einen Adhisionsbeschichter zum Auftragen von diinnen organischen oder
anorganischen Filmen zu schaffen, die zur Herstellung von Flassigkristalibauelementen oder anderen Displaykonstruktionen
bendtigt werden.

ErfindungsgemaR wird die Aufgabe dadurch geldst, daR der Adhdsionsbeschichter ein aus zwei gegeneinander nivellierbaren
groB3flachigen Wandungselementen gebildetes temperierbares Speicherkammerdosiersystem keilfdrmiger Gestalt ist. Die
beiden groBflachigen Wandungselemente sind langs ihrer dem zu beschichtenden Substrat zugewandten Unterkante
winkelverénderlich. Weiterhin weist das Speicherkammerdosiersystem an seiner Unterseite einen vertikalen und sich zumindest
Uber einen Teilbereich erstreckenden horizontalen Versatz von 0,5 bis 3mm GréRe der beiden Wandungselemente
gegeneinander auf. Im Bereich dieses Versatzes wird dabei durch die grolflachigen Wandungselemente eine langliche
Austrittsdffnung gebildet, deren GréRe durch den vertikalen und horizontalen Versatz beider Wandungselemente gegenlber
verdnderbar ist. ErfindungsgemaR befindet sich im Nahbereich der Austrittsdffnung eine Drosselanordnung fiir das auf die
Displayoberfldache aufzubringende Beschichtungsmaterial. Diese Drosselanordnung kann beispielsweise in Form einer
antiadhasiven Oberflachenbeschichtung der Wandungselemente im Nahbereich der Austrittséffnung ausgefihrt sein. Es liegt
aber auch im Rahmen der Erfindung, die Austrittsdffnung mittels eines steuerbaren Schnellverschlusses zusatzlich zu
verkleinern, so da in Verbindung mit den an der Austrittséffnung wirkenden Kapillarkriften ein unerwiinschter Austritt des
Beschichtungsmaterials verhindert wird. Zur Temperierung des im Speicherkammerdosiersystem befindlichen
Beschichtungsmaterials dienen die auf und/oder innerhalb der Wandungselemente angeordneten elektrischen Heizungen,
sowie die innerhalb der Wandungselemente verlaufenden durchstrémbaren Hohlraumsysteme. Mit Hilfe der durchstrémbaren
Hohlraumsysteme kann das Beschichtungsmaterial sowohl erwirmt als auch abgekiihltwerden. Zur Gewéhrleistung eines vom
Eigengewicht des Adhéasionsbeschichters unabhangigen Gleitens auf dem sich beim In-Bertihrung-Bringen des
Adhésionsbeschichters mit der Displayoberflache ausbildenden Oberfldchenfilm, wird der Adhésionsbeschichter von einem
federnden Ausgleichssystem gehalten. Im Betriebszustand befindet sich das Beschichtungsmaterial im temperierten
Speicherkammerdosiersystem. Betriebstemperatur, Versatz und Winkel der Wandungselemente zueinander und mithin die
dadurch bestimmte GroBe der Austrittséffnung werden durch die spezifischen Eigenschaften des Beschichtungsmaterials sowie
durch die zu erreichende Schichtdicke auf der Displayoberfliche determiniert. Gleitgeschwindigkeit und Anstellwinkel des
Adhdsionsbeschichters beeinflussen die pro Zeiteinheit auf die Displayoberfliche gelangende Materialmenge und mithin die
Schichtdicke. Beim In-Berlihrung-Bringen des Adhésionsbeschichters mit der Displayoberflache Gbersteigen die an der
Displayoberflache wirkenden Adhésionskrafte die im Bereich der Austrittsdffnung wirkenden Kapillarkrafte, so dafk eine
Benetzung der Displayoberflache mit dem Beschichtungsmaterial eintritt, AnschlieBend fiihren Adhisionsbeschichter und
Displayoberflidche eine Relativbewegung zueinander aus, in deren Ergebnis auf der Displayoberflache ein Fliissigkeitsfilm
aufgezogen wird. Der Adhésionsbeschichter gleitet dabei auf dem Fliissigkeitsfilm. Dadurch wird eine mechanische
Beschadigung der Displayoberflache durch den Adhisionsbeschichter ausgeschlossen.

Ausflihrungsbeispiel

Die vorliegende Erfindung soll nun anhand eines Ausfiihrungsbeispiels niher erldutert werden. Nicht unbedingt zum
Verstandnis notwendige Einzelheiten sind unbezeichnet geblieben oder nicht dargestellt worden.

In einer bevorzugten Ausflihrungsform sind zwei groffl4chige gegeneinander nivellierbare Wandungselemente 1 und 2 derart
zueinander angeordnet, daf sie das keilférmige Speicherkammerdosiersystem 3 bilden. An der Unterkante des
Speicherkammerdosiersystems 3 weisen die Wandungselemente 1 und 2 einen horizontalen und vertikalen Versatz auf, In
vertikaler Richtung betrégt dieser Versatz 2,8 mm. Dabei befindet sich das in Auftragsrichtung hinten liegende
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Wandungselement 2 gegeniber dem zu beschichtenden Substrat 4 auf einem hdheren Niveau als das Wandungselement 1.
Infolge des horizontalen Versatzes bildet sich die 0,3~1 mm breite Austrittséffnung 5 aus. Die Wandungselemente tund 2sindin
einem Winkel von 35° zueinander angeordnet. In ihrem unteren Bereich sind beide Wandungselemente 1 und 2 auf jeweils einer
parallel zu ihrer Unterkante verlaufenden Achse drehbar gehaltert, wobei die das Wandungselement 2 haltende Achse und damit
auch das Wandungselement selbst vertikal und horizontal verschiebbar sind. Im Nahbereich der Austrittséffnung 5 sind die
Innenseiten der Wandungselemente 1 und 2 mit einer antiadhasiven Oberflachenbeschichtung 6 versehen. Es hat sich als
zweckméBig erwiesen, hierzu eine PTFE-Beschichtung einzusetzen. Zur Temperierung des im Speicherkammerdosiersystem 3
befindlichen Beschichtungsmaterials 7 dienen die in den Wandungselementen 1 und 2 angeordneten durchstrémbaren
Hohlraumsysteme 8 sowie die sandwichartig zwischen zwei Isolatorschichten auf den Innenseiten der Wandungselemente 1
und 2 des Speicherkammerdosiersystems 3 aufgebrachten Metallisierungsnetzwerke 9.

im vorliegenden Anwendungsfall soll eine Polyimidorientierungsschicht auf die Displayoberflache eines
Fliissigkristallbauelementes aufgezogen werden. Die angestrebte und {iber die installierten Temperierungssysteme gesteuerte
Losungsmitteltemperatur betrdgt T = 298K. Der Adhéasionsbeschichter ist an dem federnden Ausgleichssystem 10 befestigt.
Wahrend des Beschichtungsvorganges wird das zu beschichtende, auf einer Vakuumspannvorrichtung lagefixiert gehalten,
Substrat 4 mit einer konstanten Geschwindigkeit von 30mm/s am Adhasionsbeschichter vorbeigefiihrt. Dabei erfolgt zu Beginn
des Beschichtungsvorganges ein kurzzeitiges In-Berithrung-Bringen des Adh#sionsbeschichters mit dem Substrat 4. In dieser
Phase Giberwinden die auf der Substratoberfliche wirkenden Adhasionskrafte die in der Austrittséffnung 5 wirkenden
Kapillarkréfte und infolge dessen beginnt die Benetzung des Substrates 4. AnschlieRend gleitet der Adhéasionsbeschichter auf
dem sich auf dem Substrat 4 ausbildenden Oberflachenfilm. Bei einem Anstellwinkel des Adhésionsbeschichters von 30° zur
Substratoberflache wurde mit o.g. Geschwindigkeit eine Schichtdicke von d = 60 nm realisiert.
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